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Praedimiotem niniejszego wynalazku jest spo-
-sób wytwarzania bandzo wysokiej próżni, raę-

du 10-& mm Hg, zwłaszcza w celach produkoji
lamp elektronowych, oraz urządzenie jonowo-
tytanowe do stosowania tego sposobu.

Dotychczas znane sposoby wytwarzania wy¬
sokiej próżni polegają na zastosowaniu ukła¬
dów próżniowych, złożonych z pomp próżnio¬
wych, rotacyjnych, wytwarzających próżnię
wstępną rzędu 10-3 mm Hg oraz pomp dyfuzyj¬
nych, wytwarzających próżnię rzędu 10-7 mm Hg
.. Wadą tych układów jesit powstawanie stru¬
mienia wstecznego w pampie dyfuzyjnej, wsku¬
tek czego próżnia otrzymywana tym sposobem
nie może przekroczyć 10;7 mm Hg, a ponadto
przenikanie cząsteczek czynnika pompującego
(aajcaęścaej oleje organiczne) do wnętrza od-

*> Włafeścifil patentu oświadczył, że wspot-
twifanimi wynalaritu są Wenancjuaz Czarycki
i Ca«b*w Kiiliszek.

pompowywanej lampy elektronowei które po¬
woduje zakłócenia w pracy lampy.

Wytwarzanie bardzo wysokiej próżni, ale naj¬
wyżej rzędu 10-8 mm Hg, uzyskiwane było* do¬
tychczas przez wprowadzanie do odpompowy¬
wanej lampy elektronowej: banu, cyrkonu lub
innych metali sorbcyjnych, pochłaniających
część pozostałych i wydzielających się w lam¬
pie gazów.

Znane są także sposoby wytwarzania bartfae-
wysokiej próżni w układach prótiajowych graez
obniżanie temperatury caęśoi układu do tem¬
peratury bliskiej Bera bezwzględnego, w kttoej
następuje zestalenie garów, wydaifiteiyycłt mą
w układzie. Sposób ten: wiąże jdc jednak m ko¬
niecznością instalowania nieziwykde kosztewns&ek
urządzeń oraz rówme k&utommą, ick eksploa¬
tacją i stosowanie go me jetó rknrawnirTiŁf.

Wsayrfteie powyiRie wady uaunea spoatitr wy-
twariEaflua benteo wysokiej pcóini wUflug wy-



gazów przez warstwę tytanu, oraz doprawadłaa-
niu cząsteczek gaizow do tej warstwy pnzez Ach
jonizację, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie
bardzo wysokiej próźmi, rzędu 10-» mm Hg, bez
zanieczyszczeń parami olejów organicznych,
a koszty związane zarówno z instalacją (urzą¬
dzeń, jak i ich eksploatacją są znacznie niższe
w stosunku do innych, znanych sposobów.

Sposób według wynalazku zilustrowany jest,
w przykładowych rozwiązaniach układów próż¬
niowych, na rysunku, na którym fig. 1 psrtzed-
stawia schemat urządzenia jonowo-tytanowe-
go do stosowania tego sposobu, fig. 2 — prze¬
krój poprzeczny urządzenia, flUg. 3 — zastctso-
wanie urządzenia jonowo-Jtytanowego do od¬
pompowywania niewielkich lamp próżniowych,
fig. 4 — zastosowanie urządzenia jonowo-tyta¬
nowego, jako stałego elementu, przy ilampie
próżniowej dużej mocy, na przykład magnetro-
nie, a fig. 5 — układ złożony z pompy rotacyj¬
nej, olejowej pompy dyfuzyjnej oraz urządze¬
nia jonowo-tytanowego, w zastosowaniu do se¬
ryjnej produkcji lamp próżniowych.

Istota sposobu wytwarzania bardzo wysokiej
próżni według wynalazku polega na wykorzy¬
staniu własności sorbcyjnych napylonej war¬
stwy tytanu oraz doprowadzaniu do tej war¬
stwy zjonizowanych cząsteczek gazu przez na¬
danie jej ujemnego potencjału elektrycznego.
Schemat urządzenia do stosowania sposobu we¬
dług wynalazku przedstawiony jest na fig. 1 i 2.

Urządzenie ito składa się z Obudowy 1, we¬
wnątrz której znajduje się wolframowa katoda
2 oraz otaczająca ją metalowa siatka 3, pokry¬
ta kataforetycznie tytanem. W przypadku, gdy
obudowa 1 wykonana jest ze szkła, wewnętrz¬
na jej powierzchnia pokryta jest na przykład
przez napylenie termiczne cienką warstwą sre¬
bra 4, stanowiącą kolektor jonów i połączoną
ze źródłem napięcia za pośrednictwemmolib¬
denowego przepustu 8. W przypadku obudowy
metalowej kolektor jonów stanowi wewnętrz¬
na powienzchnia obudowy. W środkowej swej
części obudowa 1 posiada podwójne ścianki,
tworzące w przestrzeni międzyścianfcowej chłod¬
nicę wodną 5. Elektrody molibdenowe 7, łączą¬
ce siatkę i katodę wolframową ze źródłem prą¬
du, są zapawane w cokole 6 urządzenia. W gór¬
nej części urządzenia znajduje się wlot 9, łą¬
czący je z układem próżniowym.

Działanie urządzenia przedstawione na fig. 1
i 2 jest następujące: wlot 9 urządzenia połączo¬
ny zostaje z układem próżniowym, na przykład
lampą próżniową, w której wytworzono już
wstępne podciśnienie rzędu 10-5 mm Hg, a jego

elektrody 7 i 8 — z zasilaczem 10.
Napięcie zasilania siatki 3 wynosi kilka ty¬

sięcy woltów, napięcie zasilania katody 2 — kil¬
kadziesiąt woltów, a kolektora 4 jonów — kil¬
kaset woltów.

Pod wpływem przepływu prądu następuje
rozgrzanie katody, która emituje wokie elek¬
trony, przyciągane przez siatkę 3, posiadającą
dodatni potencjał. Pod wpływem bombardowa¬
nia elektronami siatka 3 ogrzewa się powodu¬
jąc parowanie tytanu, który osadza się na po¬
wierzchni elektrody 4. Elektrony, emitowane
przez katodę 1, napotykając na swojej drodze
cząsteczki gazu jonizują je, przy czym dodatnie
jony gazu przyciągane są przez naładowaną
ujemnie elektrodę 4 i pochłaniane pnzez znajdu¬
jącą się na niej warstwę tytanu. Warstwa ty¬
tanu pokrywająca elektrodę 4 chłodzona jest
płaszczem wodnym i odnawiana w czasie pra¬
cy urządzenia przez ciągłe parowanie tytanu
siatki 3.

Fig. 3 przedstawia zastosowanie urządzenia
jonowo-tytanowego 11, według wynalazku do wy¬
twarzania bardzo wysokiej próżni, w połączo¬
nej z nim bezpośrednio lampie próżniowej 20.
Po dokonanym odpompowaniu lampę próżnio¬
wą 10 odcina się i równocześnie zapawa ogrze¬
wając miejsce zwężenia 21 — do temperatury
topnienia szkła.

Fig. 4 przedstawia zastosowanie urządzenia,
według wynalazku, jako stałego elementu lam¬
py próżniowej wielkiej mocy, na przykład ma-
gnetronu 12. Urządzenie jonowo-tytanowe 11 po¬
łączone z lampą 12 przewodem 13 umożliwia
okresowe ilub ciąglłe odpompowywanie wydzie¬
lających się w lampie gazów.

Fig. 5 przedstawia zastosowanie urządzenia
według wynalazku do odpompowywania lamp
próżniowych w warunkach produkcji seryjnej.
W tym przypadku urządzenie zainstalowane
jest jako element układu próżniowego na prze¬
wodzie 14, łączącym odpompowywane lampy 20
z pompą dyfuzyjną 151 która może być odcięta
od przewodu za pomocą zaworu 16. Dalsza część
układu stanowi pompa rotacyjna 17, połączona
z pompą dyfuzyjną przewodem 18 przez zawór
19. Proces wytwarzania bardzo wysokiej próżni
w układzie na fig. 5 obejmuje kolejno następu¬
jące operacje: wytworzenie wstępnego podctLś-
nienia, przy użyciu pompy rotacyjnej 17. wy¬
tworzenie wysokiej próżni za pomocą pompy
dyfuzyjnej 15, przy równoczesnym ogrzewaniu
lampy 20 i urządzenia jonowo-tytanowego 11
W piecu elektrycznym, oraz wytworzenie bardzo
wysokiej próżni sposobem według wynalazku
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za pomocą urządzenia jonowo-tytanowego 11
przy zamkniętym zaworze 16.

Sposób wytwarzania bardzo wysokiej próżni,
według wynalazku, może znaleźć zastosowanie
do celów produkcji lamp próżniowych, a po¬
nadto w procesach laboratoryjnych i innych za¬
stosowaniach przemysłowych.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób wytwarzania bardzo wysokiej próż¬
ni po uzyskaniu wysokiej próżni za pomocą
pompy dyfuzyjnej lufo Innym sposobem,
zwłaszcza do celów produkcji lamp elektro¬
nowych, znamienny tym, że sorbcję zjoni-
zowanych gazów, w układzie próżniowym,
prowadzi się za pomocą warstwy tytanu na¬
pylonego na elektrodę, stanowiącą kolektor
jonów.

2. Urządzenie jonowo-tytanowe do stosowania
sposobu według zastrz. 1, znamienne tym,
że składa się z obudowy (1), której powierz¬
chnia wewnętrzna stanowi elektrodę (4), na

przykład w postaci warstwy srebra, połączoną
z zasilaczem — przepustem (8) oraz znajdu¬
jącej się wewnątrz nliej katody (2), na przy¬
kład z wolframu, otoczonej metalową sia¬
teczką (3) pokrytą katatforetycznie tytanem.

3. Urządzenie według zastrz, 2, znamienne tym,
że jego obudowa (1) zaopatrzona jest w pod¬
wójne solanki, wewnątrz których przepły¬
wa woda, tworząc chłodnicę (5).

4. Urządzenie według zastrz, 2 i 3, znamien¬
ne tym, że połączone jest przewodem (13)
z lampą elektronową wysokiej mocy, na
przykład magnetronem i stanowi jej stały
element umożliwiając ciągłe lub okresowe
pochłanianie wydzielających się w lampie
gazów.

Przemysłowy Instytut Elektroniki

Zastępca: inż. Zbigniew Kamiński
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